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Тема дисертації:
1. Адсорбція та дифузія атомів елементів IV, V груп та кисню на поверхнях Si(001) і Ge(001) при малих
ступенях покриття.

2. Adsorption and diffusion of the IV, V group elements and oxygen on the Si(001) and Ge(001) surfaces at low
coverages.

Реферат:
1. В дисертації досліджено механізм впливу адсорбції чужорідних атомів на властивості поверхонь кремнію
та германію, які найчастіше використовуються в сучасній мікро- та наноелектроніці. В роботі
досліджувались процеси адсорбції та коадсорбції атомів елементів V групи (As, Sb та Bi) та кисню на поверхні
Si(001), дифузії аддимерів Bi на поверхні Si(001) та аддимерів Si, Ge на поверхні Ge(001), що застосовуються в
процесах гетероепітаксії та впливають на хімічні властивості поверхні. Запропоновано модель взаємодії
адатомів кисню з поверхнями Si(001), вкритих атомами металів V-групи (As, Sb та Bi). На основі цієї моделі
пояснено залежність активності системи M/Si(001) відносно взаємодії з киснем. В роботі знайдено величини
енергетичних бар'єрів елементарних актів дифузії аддимерів Si, Ge на поверхні Ge(001) та Bi на поверхні
Si(001). Розраховані величини бар'єрів дифузії узгоджуються з величинами, що були отримані



експериментально за допомогою скануючої тунельної мікроскопії.

2. The thesis is devoted to the investigation of interaction of the adsorbed atoms with the silicon and germanium
surfaces, which are the most used in modern micro- and nanoelectronics. Adsorption and coadsorption of group V
elements (As, Sb and Bi) and oxygen on the Si(001) surface, the diffusion of Bi addimers on the the Si(001) surface
and Si, Ge addimers on the Ge(001) surface, which occur in heteroepitaxy and influence the surface chemistry,
have been investigated. A new model has been proposed to describe the interaction of oxygen with the Si(001)
surface covered by atoms of group V elements (As, Sb and Bi). This model explained the changes of oxygen
adsorption character of the M/Si(001) surfaces. The plausible rotation and diffusion pathways of on-top Si, Ge
addimers on the Ge(001) and Bi addimers on Si(001) dimer rows have been studied. The calculated diffusion
activation barriers for Si, Ge addimers on Ge(001) surface and Bi addimers on Si(001) surface are in good
agreement with the experimental data.
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